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䝣䝺䜻䝅䝤䝹㻻㻸㻱㻰↷᫂䛿䚸 㻸㻱㻰䜢䜰䝺䜲≧䛻㓄⨨䛧䛯ఝ㠃ග※䛸䛿␗䛺䜚䚸 㠃య䛜Ⓨග䛩䜛≉ᚩ䜢᭷䛧

䛶䛔䜛䚹 Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䛻䜒⮬⏤ᗘ䛜䛒䜚䚸 ㌴㍕↷᫂䜈䛾᥇⏝䜒ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸 ᭤㠃య䛜Ⓨග䛩䜛↷᫂䛾

ගᏛ ᐃ技術䛿☜❧䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹 ᮏ✏䛷䛿䚸 䝙䜰䝣䜱䞊䝹䝗㓄ග ᐃ技術䛻䜘䜚㓄ග≉ᛶཬ䜃ග᮰್䛻ᑐ

䛩䜛Ⓨග㠃䛾ᙧ≧౫Ꮡᛶ䜢ㄪᰝ䛧䛯䚹 䝣䝺䜻䝅䝤䝹㻻㻸㻱㻰↷᫂䜢ᑐ㇟䛻䚸 ල䜢⏝䛔䛶Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䜢⣔⤫ⓗ

䛻ᅛᐃ䛧䚸 䝙䜰䝣䜱䞊䝹䝗㓄ග ᐃ技術䛻䜘䜚㓄ග≉ᛶཬ䜃ග᮰್䜢ホ౯䛧䛯䚹 䛭䛾⤖ᯝ䚸 ↷᫂ჾල䛾⮬ᕫ

㐽ⶸ䛜⏕䛨䛺䛔㝈䜚䚸 Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䛜㓄ග≉ᛶ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛿ᑠ䛥䛔䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹

䜻䞊䝽䞊䝗 䠖 䝣䝺䜻䝅䝤䝹 㻻㻸㻱㻰䚸 㓄ග ᐃ䚸 ග᮰ ᐃ䚸 䝙䜰䝣䜱䞊䝹䝗㓄ග ᐃ

２　方法
2.1　ଌ定試料ʢDU5ʣ
䝣䝺䜻䝅䝤䝹㻻㻸㻱㻰↷᫂ （㻸㻳㻌㻰㼕㼟㼜㼘㼍㼥〇㻸㻸0㻤1㻲㻾1㻙

㻡㻟㻼1䚸 ┿䠎 （䜰）） 䜢Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䛤䛸䛻䠐ᯛ䚸 ྜ

ィ12ᯛ䜢⏝䛔䛯䚹 Ⓨග㠃䛷䛾┦ᑕ䜢㍍ῶ䛩䜛䛯

䜑䚸 ୰ኸ䛻㻟0㼙㼙㽢㻟0㼙㼙䛾㛤ཱྀ䜢タ䛡䛯పᑕ⋡䛾

㐽ග䝅䞊䝖䜢⏝䛔䛶Ⓨග㠃䜢ไ㝈䛧䛯 （┿䠎 （䜲））䚹
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ࣸ真１　ϑϨΩγϒル0-&Dর໌
ࣸ真２　ଌ定試料ʢ0-&Dর໌ύωルʣ

ᚑ᮶ග※とࠊࡾ࡞␗ࡣ面ࡀⓎග࢟ࣞࣇࠊࡋ

ᚩ≉ࡿࢀࡽࡏࡉⓎග࡚࠼ኚࢆ≦ᙧࣝࣈࢩ

ࠋࡿ࠶ࡀ

 ᐃヨ料の୰ᚰ30PP�30PPの⠊ᅖのࡀࡳⓎ

ගࠊࡋ㐽ග面࡛のගᑕࡶ㍍ῶࠊ࠺ࡼࡿࡍ୰

ኸ㛤ཱྀࢆタࡓࡅపᑕの㐽ග࡛ࢺ࣮ࢩస

ᡂࢆࢡࢫ࣐ࡓࡋ ᐃヨ料のⓎග面ࡾ㈞

ࠋࡓࡅ

１　はじめに
䝣䝺䜻䝅䝤䝹㻻㻸㻱㻰↷᫂䛿䚸㻸㻱㻰 䜢䜰䝺䜲≧䛻㓄⨨

䛧䛯ఝ㠃ග※䛸䛿␗䛺䜚䚸 㠃య䛜Ⓨග䛩䜛≉ᚩ䜢

᭷䛧䛶䛔䜛 （┿䠍）䚹 Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䛻䜒⮬⏤ᗘ䛜䛒

䜚䚸㌴㍕↷᫂䜈䛾᥇⏝䜒ᮇᚅ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸᭤㠃య

䛜Ⓨග䛩䜛↷᫂䛾ගᏛ ᐃ技術䛿☜❧䛥䜜䛶䛔䛺

䛔䚹 ᮏ✏䛷䛿䚸 䝙䜰䝣䜱䞊䝹䝗㓄ග ᐃ技術䠍） 䛻䜘䜚

㓄ග≉ᛶཬ䜃ග᮰್䛻ᑐ䛩䜛Ⓨග㠃䛾ᙧ≧౫Ꮡ

ᛶ䜢ㄪᰝ䛧䛯⤖ᯝ䜢報告䛩䜛䚹

図、表及び写真

ࣺਇ̏ ϓϪΫεϔϩ OLEDল

写真㸯 ࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 2/('↷᫂
㸦㸧平面発光 㸦㸧᭤面発光

ᚑ᮶光※は␗ࡾ࡞、面ࡀ発光し、

発光࡚࠼ኚࢆ形状ࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ

。ࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡿࢀࡽࡏࡉ

図、表及び写真

ࣺਇ̐ ఈࢾྋʤOLEDলϏϋϩʥ

㸦㸧ࡾྲྀࢡࢫ࣐ࡅ๓

㸦㸧ࡾྲྀࢡࢫ࣐ࡅᚋ

写真㸰  ᐃヨᩱ㸦2/('↷᫂ࣝࢿࣃ㸧
 ᐃヨᩱの୰ᚰ �0PPð�0PPの
⠊ᅖのࡀࡳ発光し、㐽光面での光

ᑕࡶ㍍ῶ࠺ࡼࡿࡍ、୰ኸ㛤ཱྀ

でࢺーࢩたపᑕの㐽光ࡅタࢆ

సᡂしたࢆࢡࢫ࣐ ᐃヨᩱの発

光面ࡾ㈞ࡅた。
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2.2　DU5のݻ定
ᑓ⏝䛾 ᐃල （┿䠏） 䜢⏝䛔䚸 ᖹ㠃䜎䛯䛿ヨ

ᩱ䛾㛗ᡭ᪉ྥ䛜᭤⋡༙ᚄ 100㼙㼙 䛷พ㠃䜎䛯䛿ฝ㠃

䛻‴᭤䛩䜛䜘䛖䛻㻰㼁㼀䜢ᅛᐃ䛧䛯䚹‴᭤䛧䛯Ⓨග㠃䛿

ぢ䛛䛡䛾ᶓᖜ䛿⣙ 0㻚4䠂⊃䛟䛺䜚䚸⣙䠍㼙㼙 䛾䛯䜟䜏䛜

⏕䛨䛯䚹

2.3　DU5の౮条件
䝋䞊䝇䝯䞊䝍䞊（㻷㻱㼅㻿㻵㻳㻴㼀 〇 㻮2㻥01㻭）䜢⏝䛔䛶䚸

ᐃ㟁ὶ （1㻣㻡㼙㻭） 䜢༳ຍ䛧䚸 㻟0 ศ⛬ᗘ䛾ணഛⅬⅉ䜢

⤒䛶 ᐃ䛻౪䛧䛯䚹

2.4　ଌ定装置
䝙䜰䝣䜱䞊䝹䝗㓄ග ᐃ⨨ （┿䠐䚸 㻾㼍㼐㼕㼍㼚㼠㻌

㼂㼕㼟㼕㼛㼚㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙 〇 㻼㻹㻙㻺㻲㻹㻿400 ཬ 䜃 㻼㼞㼛㻹㼑㼠㼞㼕㼏㻌 㻵㻯㻙

㻼㻹㻵1㻢㻙㼄㻮㻺㻰㻟） 䜢⏝䛧䛯䚹  ᐃ㊥㞳䛿 2㻘0㻢0㼙㼙 䛸

䛧䚸  ᐃど㔝䛿 㻢0㼙㼙 㽢 㻢0㼙㼙 䛸䛧䛯䚹

2.5　ଌ定条件ٴびଌ定結果のऔಘ
㓄ග ᐃつ᱁䠎） 䜢ཧ⪃䛻䚸 ഴᩳゅ 0 䍺䃗䍺 㻤0䚸

᪉ゅ 0 䍺䃥䠘 㻟㻢0 䛾⠊ᅖ （ᅗ䠍） 䛻䛴䛔䛶䚸 䛭䜜

䛮䜜䛾㍈䜢䠔ᗘ䛪䛴ኚ䛥䛫䛺䛜䜙䚸 Ⓨග≧ែ䜢 4㻥㻡

ᯛ䛾㍤ᗘ⏬ീ䛸䛧䛶 ᐃ䛧䛯䚹 ᑓ⏝䛾䝋䝣䝖䜴䜵䜰

（㻾㼍㼐㼕㼍㼚㼠㻌㼂㼕㼟㼕㼛㼚㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟 〇 㻼㼞㼛㻿㼛㼡㼞㼏㼑㻌 䝞䞊䝆䝵䞁

10㻚2㻚12）⏝䛔ග⥺㏣㊧ἲ（ග⥺ᮏᩘ 10㻘000㻘000 ᮏ）

ᅗ㸯  ᐃᗙᶆ⣔

ഴᩳゅ θ

ග㍈

（面ἲ⥺）

 ᐃヨ料

᪉ゅ φ

 ᐃගのᨺᑕ᪉ྥ

 ᐃヨᩱ䛾㛗ᡭ᪉ྥ䜢ᅛᐃ䛧䚸 ᐃヨᩱ

య䛜≉ᐃ䛾ᙧ≧䛷ಖᣢ䛥䜜䜛䜘䛖䛻タィ䛥䜜

䛶䛔䜛䚹 Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䛻䜘䜙䛪䚸  ᐃヨᩱ

䛾ഃ䛾୰ᚰ䛜 ග୰ᚰ䛻୍⮴䛩䜛䜘䛖䛻

䛺䛳䛶䛔䜛䚹
㓄ග ᐃつ᱁ （㻶㻵㻿㻌㻯㻌㻤10㻡㻙㻡） 䛻ᚑ䛔䚸 ᖹ

㠃Ⓨග䛾ග㍈䜢ᇶ‽䛻䚸 ഴᩳゅ䃗䛸᪉

ゅ䃥䛷 ᐃᗙᶆ⣔䜢ᐃ⩏䛧䛯䚹 䛭䜜䛮䜜䛾

ゅᗘ䝟䝷䝯䞊䝍䞊䛜ྲྀ䜚䛖䜛್䛿䚸 0䍺䃗䍺㻥0䚸

0䍺䃥䠘㻟㻢0䛷䛒䜛䚹 ග㍈䛜ഴᩳゅ0ᗘ䚸 ྥ

䛛䛳䛶ྑ䛜᪉ゅ0ᗘ䛻ᑐᛂ䛧䚸᪉ゅ䛿Ⓨ

ග㠃䛻ྥ䛛䛳䛶ィᅇ䜚䛻ゅᗘ䛜䛝䛟䛺䜛䚹

 ᐃヨᩱ䜢ᅛᐃ䛩䜛ᅇ㌿ྎ （┿ෆᕥഃ）

䛸䚸 䠎ḟඖⰍᙬ㍤ᗘィ （┿ෆྑഃ） 䛷ᵓ

ᡂ䛥䜜䛶䛔䜛䚹 ᅇ㌿ྎ䛷 ᐃヨᩱ䛾ጼໃ䜢

ไᚚ䛧䚸 ഴᩳゅ䛸᪉ゅ䛷ᣦᐃ䛩䜛᪉ྥ䜈

䛾Ⓨග≧ែ䜢䝙䜰䝣䜱䞊䝹䝗䜲䝯䞊䝆䛸䛧䛶 

ᐃ䛩䜛䚹

ࣸ真３　ଌ定༻࣏۩とଌ定試料のݻ定ঢ়ଶ

図１　ଌ定࠲ඪܥ

ࣸ真４　χΞϑΟールドޫଌ定装置

図、表及び写真

ࣺਇ̒ ωΠϓΡʖϩχഓ光ఈૹ

写真㸲 ⨨㓄光 ᐃࢻーࣝࣇࢽ

 ᐃヨᩱࢆᅛᐃࡿࡍᅇ㌿ྎ㸦写

真ෆᕥഃ㸧、㸰ḟඖⰍᙬ㍤ᗘ

ィ㸦写真ෆྑഃ㸧でᵓᡂ࡚ࢀࡉ

ᅇ㌿ྎで ᐃヨᩱのጼໃ。ࡿ࠸

᪉ゅでᣦไᚚし、ഴᩳゅࢆ

ᐃࡿࡍ᪉ྥの発光状ែࢽࢆ

し࡚ ᐃࢪー࣓ࢻーࣝࣇ

。ࡿࡍ

図、表及び写真

ࣺਇ̑ ఈ༽࣑۫ͳఈࢾྋのݽఈ

㸦㸧平面ᅛᐃල

㸦࢘㸧凹面ᅛᐃල

㸦࢜㸧凸面ᅛᐃල

写真㸱  ᐃ⏝ල ᐃヨᩱのᅛᐃ状ែ

 ᐃヨᩱの㛗ᡭ᪉ྥࢆᅛᐃし、 

ᐃヨᩱ全యࡀ≉ᐃの形状でಖᣢࡉ

発光。ࡿ࠸࡚ࢀࡉタィ࠺ࡼࡿࢀ

面の形状ࡎࡽࡼ、 ᐃヨᩱの

ഃの୰ᚰࡀ 光୰ᚰࡼࡿࡍ⮴୍

。ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺

㸦㸧平面

㸦エ㸧凹面

㸦࢝㸧凸面
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䛷ィ⟬䛥䜜䛯䚸 ഴᩳゅ 0 䍺䃗䍺 㻤0 （䠍ᗘ䝇䝔䝑䝥）䚸

᪉ゅ0䍺䃥䠘㻟㻢0（4㻡ᗘ䝇䝔䝑䝥）䛾⠊ᅖ䛷䛾䝣䜯䞊

䝣䜱䞊䝹䝗㓄ග≉ᛶ䛸ග᮰್䜢ྲྀᚓ䛧䛯䚹

３　結果および考察
㍤ᗘ⏬ീ⩌䛿䚸Ⓨග㠃䛾ほᐹ （ ᐃ） ゅᗘ䛻౫Ꮡ

䛧䛯Ⓨග㠃䛾ぢ䛛䛡䛾䛝䛥䛾ኚ䜢ᤊ䛘䛯（ᅗ䠎）䚹

‴᭤᪉ྥ䛻┤䛩䜛᪉ྥ䛷䛿䚸 㓄ග≉ᛶ （ᅗ䠏ෆ䛾

Ⅼ⥺） 䛿Ⓨග㠃䛾ᙧ≧䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䚹

‴᭤᪉ྥ䛻ἢ䛖᪉ྥ （ᅗ䠏ෆ䛾ᐇ⥺） 䛷䛿䚸 พ㠃Ⓨ

ග䛻ഴᩳゅ䛜⣙㻡㻡ᗘ䜘䜚䛝䛟䛺䜛䛸ගᗘ䛜ᛴ⃭䛻

ᑠ䛥䛟䛺䛳䛯䚹 䛣䛾ഴྥ䛿 ᐃヨᩱ⮬㌟䛻䜘䜛㐽ග䛾

ᙳ㡪䛸⪃䛘䜙䜜䜛 （ᅗ䠐）䚹 ᅗ䠎 （䜶） 䛾䜘䛖䛻䚸 ᙜヱ

䛾ഴᩳゅ䛷䛿⨨䛾⿕⏺῝ᗘ䛾ᙳ㡪䛷᫂ᬯ䛾ቃ

⏺䛜㩭᫂䛸䛺䜚䚸Ⓨග㠃䛾୍㒊䛜㐽ⶸ䛥䜜䛯≧ἣ䛜

ᤊ䛘䜙䜜䛶䛔䜛䚹 䜎䛯䚸ᖹ㠃Ⓨග䛾ග᮰್䛾ᖹᆒ

್䛷ṇつ䛧䛯┦ᑐග᮰್ （ᅗ䠑） 䜒䚸 พ㠃Ⓨග

図、表及び写真

図̑ ϓΟʖϓΡʖϩχഓ光ಝ

ᨺᑕ状ఙびࡿ㍈は㖄┤ゅ ǉ、
࿘᪉ྥのࡉࡁは、平面発光時の

平均全光束値で正規化した相対

光ᗘࢆ♧し࡚ࡿ࠸。ྑ ༙ศはỈ平

ゅ Ǘ   0ᗘ及び �0ᗘ、ᕥ༙ศは
Ỉ平ゅ Ǘ   1�0及び 270ᗘの㓄
光≉ᛶ。

図㸱 㓄光≉ᛶࢻーࣝࣇーࣇ

㸦⤖ᯝの୍㒊㸧

㸦㸧平面発光㸦ヨᩱ�01㸧
1.0 0.5 0.0 0.5 1.0

�0.0

�0.0

0.0

�0.0

�0.0

㸦㸧凹面発光㸦ヨᩱ�05㸧
1.0 0.5 0.0 0.5 1.0

�0.0

�0.0

0.0

�0.0

�0.0

㸦࢘㸧凸面発光㸦ヨᩱ�10㸧
1.0 0.5 0.0 0.5 1.0

�0.0

�0.0

0.0

�0.0

�0.0

Ǘ   0ᗘ及び 1�0ᗘ
Ǘ   �0ᗘ及び 270ᗘ

図、表及び写真

図̐ ωΠϓΡʖϩχϟʖζのఈ݃ՎʤҲ෨ʥ

㸦㸧平面 �0� 0�

㸦࢘㸧凹面 �0� 0�

㸦࢜㸧凸面 �0� 0�

㸦㸧平面 ��0� 0�

㸦エ㸧凹面 ��0� 0�

㸦࢝㸧凸面 ��0� 0�

��500FG�P20 1�750

図㸰 のࢪー࣓ࢻーࣝࣇࢽ

 ᐃ⤖ᯝ㸦୍㒊㸧

 ᐃど㔝 �0PPð�0PPでの㍤ᗘ
⏬ീ㸦ࣄーࣉࢵ࣐ࢺ表♧㸧。 ᐃ

ゎീᗘは⣙ 0.0�5PP�⏬⣲。ࡗ
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図５ 全光束値の比較

平面発光時の全光束値の平均値

で正規化した相対全光束値。エ

ラーバーは標準誤差の 10倍。
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